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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃液処理設備から分岐したｐＨ測定槽に付設されたｐＨ計の洗浄装置であって、ｐＨ計
洗浄槽と、該ｐＨ計洗浄槽の底部に洗浄液を取り出す開閉式底蓋と、洗浄液を回収する洗
浄液回収槽と、該洗浄液回収槽の底部にはｐＨ計挿通口と、洗浄液を排出する前記洗浄液
回収槽のドレン口と、該ドレン口に接続したドレンパイプとを設けたことを特徴とするｐ
Ｈ計洗浄装置。
【請求項２】
　さらに、前記ｐＨ計挿通口には洗浄液の漏洩を防止する弁を、前記ドレンパイプにはド
レンバルブを取り付けたことを特徴とする請求項１記載のｐＨ計洗浄装置。
【請求項３】
　ｐＨ計洗浄槽に設けられた洗浄液注入口から洗浄液を注入してｐＨ計を洗浄後、ｐＨ計
洗浄槽の底部に設けた底蓋を開放して、前記洗浄液を洗浄液回収槽に排出することを少な
くとも１回以上行った後、前記洗浄液回収槽に貯留した洗浄液を洗浄液回収槽のドレン口
に接続したドレンパイプから系外に排出することを特徴とするｐＨ計の洗浄方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ｐＨ計洗浄装置およびｐＨ計の洗浄方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　各種工場等から排出される廃液をまとめて中和処理する排水処理設備では、反応槽に流
入してくる排水のｐＨ値を常時測定して、反応槽のｐＨ値が目標値に近づくように、中和
剤の注入量を増減して中和処理を行い、管理ｐＨ値範囲に処理された排水が処理水として
放流される。
【０００３】
　通常ｐＨ測定は、排水処理設備に流入する廃液の一部を分岐したｐＨ測定槽で行われる
。ｐＨ測定槽には次々と新しい廃液が流出入するので、ｐＨ測定は連続して行われるため
時間の経過と共に廃液中のスラジ等が測定用電極の表面に付着すると正確なｐＨ測定が難
しくなる。従って、定期的にｐＨ計の測定用電極の表面を手動または自動で洗浄し、ｐＨ
指示値の異常防止に努める必要がある。
【０００４】
　ｐＨ計の洗浄は、従来は、図４～６に示すように、排水処理設備に流入する廃液の一部
を分岐したｐＨ測定槽にｐＨ計を浸漬してｐＨ測定を行う（図４）。そして、ｐＨ測定用
電極が汚染した時はｐＨ計をｐＨ計洗浄槽内に引き上げて、薬液をポンプ等でｐＨ計洗浄
槽に注入してｐＨ計の電極部分の洗浄を行う（図５）。洗浄に使用した薬液（ｐＨ計洗浄
液）はｐＨ測定槽にそのまま排出していた（図６）。
【０００５】
　ｐＨ計の洗浄については、特許文献１に、ｐＨ計の洗浄及び校正を自動で行うｐＨ測定
装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－１６４７３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来技術では、ｐＨ計の洗浄に使用した薬液（ｐＨ計洗浄液）をそのままｐＨ測定槽に
排出すると、ｐＨ測定値への影響が大きく、ｐＨ測定対象の流量によってはその影響が消
えるまで大幅な時間を要する場合がある。またｐＨ計洗浄液をそのままｐＨ測定槽に排出
すると、ｐＨ測定槽の周囲に薬液が飛散するという問題もあった。
【０００８】
　これに対して特許文献１記載の洗浄液の回収装置を取り付けることで、ｐＨ測定値への
影響を抑えることができるが、装置の設備費が高くなるという問題がある。
【０００９】
　本発明は、簡便で、コストの掛からない信頼性の高いｐＨ計洗浄装置およびｐＨ計の洗
浄方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　発明者は、上述した課題を解決するためにｐＨ計洗浄装置の構成を鋭意検討し、本発明
に至ったものである。
【００１１】
　第一の発明は、廃液処理設備から分岐したｐＨ測定槽に付設されたｐＨ計の洗浄装置で
あって、ｐＨ計洗浄槽と、該ｐＨ計洗浄槽の底部に洗浄液を取り出す開閉式底蓋と、洗浄
液を回収する洗浄液回収槽と、該洗浄液回収槽の底部にはｐＨ計挿通口と、洗浄液を排出
するドレン口と、ドレン口に接続したドレンパイプとを設けたことを特徴とするｐＨ計洗
浄装置である。
【００１２】
　第二の発明は、さらに、前記ｐＨ計挿通口には洗浄液の漏洩を防止する弁を、前記ドレ
ンパイプにはドレンバルブを取り付けたことを特徴とする第一の発明に記載のｐＨ計洗浄
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装置である。
【００１３】
　第三の発明は、ｐＨ計洗浄槽に設けられた洗浄液注入口から洗浄液を注入してｐＨ計を
洗浄後、ｐＨ計洗浄槽の底部に設けた底蓋を開放して、前記洗浄液を洗浄液回収槽に排出
することを少なくとも１回以上行った後、前記洗浄液回収槽に貯留した洗浄液を洗浄液回
収槽のドレン口に接続したドレンパイプから系外に排出することを特徴とするｐＨ計の洗
浄方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明を使用すると、廉価にｐＨ計洗浄装置を作製でき、且つ洗浄液の回収を確実に行
え、また、洗浄液をｐＨ測定槽に排出することもないので、洗浄液によるｐＨ測定槽内の
廃液ｐＨの変動もない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のｐＨ計洗浄装置を説明する図である。
【図２】本発明のｐＨ計の洗浄方法を説明する図である。
【図３】本発明の洗浄液回収槽を説明する図である。
【図４】従来のｐＨ計洗浄装置を説明する図である。
【図５】従来のｐＨ計の洗浄方法を説明する図である。
【図６】従来の洗浄液排出方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明を図を用いて説明する。
【００１７】
　図１は、本発明のｐＨ計洗浄装置を説明する図である。ｐＨ計洗浄装置は、ｐＨ計１を
定期的に洗浄するｐＨ計洗浄槽２と、該ｐＨ計洗浄槽２の底部に接続する洗浄液回収槽５
とから構成され、ｐＨ測定用廃液が流出入するｐＨ測定槽１３の上部に設置される。ｐＨ
計洗浄槽２には洗浄液注入口３が設けられ、該洗浄液注入口３からｐＨ計１を洗浄する薬
液４（ｐＨ計洗浄液）が注入される。
【００１８】
　洗浄液回収槽５は、ｐＨ計１を洗浄した薬液等を一次的に貯留する容量を有する立方体
または円筒体の形状を有し、上部には、ｐＨ計洗浄槽２の底部を開閉できる底蓋６が取り
付けられている。また、前記洗浄液回収槽５の底部には、ドレン口７とｐＨ計挿通口１０
とが取り付けられている。
【００１９】
　ドレン口７にはドレンパイプが接続しており、ｐＨ計洗浄液４はドレンパイプ８から系
外に排出できるので、ｐＨ測定槽１３がｐＨ洗浄液４によって汚染されることはない。さ
らにドレンパイプ８にはドレンバルブを取り付けておけば貯留したｐＨ計洗浄液４の系外
への排出を制御できるのでより好ましい。
【００２０】
　ｐＨ計挿通口１０には、ｐＨ計１とｐＨ計挿通口１０との隙間からｐＨ計洗浄液４が漏
れ出るのを防止するためにゴム等で作られた弁９を取り付けても良い。
【００２１】
　ｐＨ測定槽１３には、廃液流入口１１と廃液排出口１２が取り付けられ、廃液の受け入
れ、排出が行われる。また、ｐＨ測定槽１３の上部は、ｐＨ計挿入口１５と廃液流入口１
１を設けた上蓋で密閉するのが良い。ｐＨ測定槽１３にｐＨ計洗浄液４が流入してｐＨ測
定値が変動するのを防止するためである。
【００２２】
　次に、本発明の作用について述べる。
【００２３】
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　ｐＨ測定槽１３に流入する廃液１４のｐＨ測定を行う場合は、ｐＨ計洗浄槽２の底部の
底蓋６を開いてｐＨ計１を、ｐＨ計洗浄槽２の上部から挿入し、洗浄液回収槽５の底部に
設けたｐＨ計挿通口１０、ｐＨ測定槽１３の上部にあるｐＨ計挿入口１５を通過させて廃
液１４中に浸漬してｐＨ測定を行う（図１）。
【００２４】
　ｐＨ計１が汚染された場合、あるいは定期的にｐＨ計１を廃液１４中から引き上げてｐ
Ｈ計洗浄槽２の底部の底蓋６を閉じた後に洗浄液注入口３からｐＨ計洗浄液４をｐＨ計洗
浄槽２内に注入してｐＨ計１の洗浄を行う（図２）。洗浄を行う毎に底蓋６を開いてｐＨ
計洗浄液４を洗浄液回収槽５に排出することを少なくとも１回以上行った後に、洗浄液回
収槽５に貯留したｐＨ計洗浄液４をドレンパイプから系外に排出する（図３）。そして、
ｐＨ計１の洗浄処理が完了後にｐＨ計１を廃液１４中に浸漬してｐＨ測定を再開する（図
１）。
【００２５】
　なお、ｐＨ計洗浄液４の種類や洗浄回数は、ｐＨ計１の汚染度合に応じて適宜決めれば
良い。また、ｐＨ計洗浄液４による洗浄後に浄水による洗浄を行ってｐＨ計１の表面に付
着したｐＨ計洗浄液４を洗い流すようにしても良い。
【符号の説明】
【００２６】
　１　　ｐＨ計
　２　　ｐＨ計洗浄槽
　３　　ｐＨ計洗浄液注入口
　４　　ｐＨ計洗浄液
　５　　洗浄液回収槽
　６　　底蓋
　７　　ドレン口
　８　　ドレンパイプ
　９　　弁
　１０　ｐＨ計挿通口
　１１　廃液流入口
　１２　廃液排出口
　１３　ｐＨ測定槽
　１４　廃液
　１５　ｐＨ計挿入口
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